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1. |Field of study Mechatronics
2. |Faculty Faculty of Science and Technology
3. |Academic year of entry 2019/2020 (winter term), 2020/2021 (winter term), 2021/2022 (winter term), 2022/2023 (winter term), 2023/2024 (winter term)
4. |Level of qualifications/degree [first-cycle studies (in engineering)
5. |Degree profile general academic
6. [Mode of study full-time
Module: Micromechatronics systems

Module code: 28 MD03_2

1. Number of the ECTS credits: 5

2. Learning outcomes of the module

learning level of
code description outcomes of [competence
the programme | (scale 1-5)

28_MDO03 2 1 |Ma podstawowg wiedze z zakresu budowy oraz zasady dziatania i zastosowania sensorow i aktoréw mikromechatronicznych. K _U22
K_U23
K_U24
K_wWo02
K_WO05

=

28 MD03 2 2 |Ma podstawowa wiedze na temat budowy i zastosowania przetwornikéw piezoelektrycznych-magnetostrykcyjnych w uktadach K_U22
mechatronicznych. K U23
K_U24
K_wWo02
K_WO05
K_W16

28 MDO03 2 3 |Zna sposoby wytwarzania amorficznych i polikrystalicznych materialéw ceramicznych stosowanych do budowy sensoréw i K_U22
aktoréw mikromechatronicznych. K U23
K_U24
K_W03
K_wWo04
K_WO05
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28_MDO03_2_4 |Ma podstawowg wiedze z zakresu sterowania wybranymi uktadami mikromechatronicznymi, wykorzystujagcymi czujniki K _U22
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(np.temperatury, wilgotno$ci oraz cisnienia). K_U23
K_U24
K_W02
K_WO05

28 MDO03 2 5 |Potrafi dobraé i zastosowac inteligentny przetwornik mikromechatroniczny (np. o wkasciwosciach termorezystywnych, K_K04
piezorezystywnych, piroelektrycznych, piezoelektrycznych, elektrostrykcyjnych lub elektrooptycznych) do rozwigzywania K U24
typowych zadan mechatroniki. K_W 06

K_W10
K_W16
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3. Module description

Description Celem jest zapoznanie studentéw z rozwojem technologii uktadéw mechatronicznych i mikromechatronicznych. Omoéwione zostajg konstrukcje
wybranych uktadow mechatronicznych oraz sensoréw i aktorow ze szczegdlnym uwzglednieniem sensorow inteligentnych, uktadéw MEMS i NEMS,
aktoréw polimerowych/elastomerowych, aktorOw i sensoréw na osnowie stopdw z pamiecig ksztattu, ptyndw elektro- i magnetoreologicznych,
kompozytéw ceramicznych i hybrydowych. Przedstawione zostajg zasady obstugi wybranych czujnikdw (np. temperatury, ciSnienia, wilgotnosci) przy
pomocy mikrokontrolera.

Prerequisites Fizyka, matematyka, elementy informatyki z zakresu szkoty $redniej.

4. Assessment of the learning outcomes of the module

learning outcomes of the

code type description module
28 MDO03 2 _w [Egzamin Egzamin pisemny; zestaw 5 pytan ze zbioru 100. 28 MDO03 2 1,
1 28_MDO03_2_2,
28_MDO03_2_3,

28 _MDO03_2 4,28 MD03_2 5

28 _MDO03_2_w|Zaliczenie ¢éwiczen laboratoryjnych |Kolokwia sprawdzajace wiadomosci; przygotowanie sprawozdan pisemnych z wykonanych 28 MD03 2 1,
2 cwiczen. 28_MDO03_2_2,
28 _MD03_2_3,
28 MDO03 2 4,28 MDO03 2 5

5. Forms of teaching

form of teaching required hours of student's own work assessment of the
code o . . number o number | learning outcomes
type description (including teaching methods) of hours description of hours of the module
28 MDO03_2 fsjlecture Wyktad z prezentacjg wizualna. 30 Przygotowanie sie do egzaminu. 30 28 MD03 2 w_ 1
1
28_MDO03_2_fs|laboratory classes Wykonanie ¢wiczen zgodnie z instrukcja. 45 Przygotowanie sie do zajec laboratoryjnych; 35 28_MD03 2 w_2
2 przygotowanie sprawozdan z ¢wiczen.
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